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【出願番号】特願2015-508995(P2015-508995)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
   Ｂ２４Ｂ  49/10     (2006.01)
   Ｂ２４Ｂ  37/013    (2012.01)
   Ｂ２３Ｑ  17/09     (2006.01)
   Ｇ０５Ｂ  19/18     (2006.01)
   Ｇ０５Ｂ  19/416    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/304    ６２２Ｓ
   Ｈ０１Ｌ   21/304    ６２１Ｄ
   Ｂ２４Ｂ   49/10     　　　　
   Ｂ２４Ｂ   37/04     　　　Ｋ
   Ｂ２３Ｑ   17/09     　　　Ａ
   Ｇ０５Ｂ   19/18     　　　Ｗ
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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月5日(2016.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を研磨すること、
　研磨時に前記基板をインシトゥ監視システムで監視することであって、前記監視するこ
とはセンサから信号を生成することを含み、前記信号は一連の測定値を含む、監視するこ
と、
　フィルタリング済み信号を生成するため前記信号をフィルタリングすることであって、
前記フィルタリング済み信号は一連の調整値を含み、前記フィルタリングすることは前記
一連の調整値の各調整値に対して、
　　線形予測を使用して前記一連の測定値から少なくとも１つの予測値を生成すること、
および
　　前記一連の測定値および前記予測値から前記調整値を計算すること
を含む、フィルタリングすること、ならびに
　研磨終点または研磨速度の調整の少なくとも１つを前記フィルタリング済み信号から決
定すること
を含む、研磨を制御する方法。
【請求項２】
　前記インシトゥ監視システムが、モータ電流監視システムまたはモータトルク監視シス
テムを含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記インシトゥ監視システムが、キャリアヘッドモータ電流監視システムまたはキャリ
アヘッドモータトルク監視システムを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記モータトルク監視システムが、プラテンモータ電流監視システムまたはプラテンモ
ータトルク監視システムを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　少なくとも１つの予測値を生成することが複数の予測値を生成することを含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項６】
　前記調整値を計算することが周波数領域フィルタを適用することを含む、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　前記複数の予測値が少なくとも２０個の値を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記線形予測が、第１の予測信号値

を計算することを含み、ここで、

は第１の予測信号値であり、ｐは前記計算で使用される信号値の数であり（ｎ－１に等し
くすることができる）、ｘｎ－ｉは以前の観測信号値であり、ａｉは予測因子係数であり
、および、第２の予測信号値

を計算することを含み、ここで、

は第２の予測信号値であり、Ｌは０より大きく、ｐは前記計算に使用される信号値の数で
あり（ｎ＋Ｌ－１に等しくすることができる）、ｘｎ＋Ｌ－ｉは、Ｌ－ｉ≧０に対する以
前の観測信号値、およびＬ－ｉ＜０に対する予測された信号値であり、ａｉは予測因子係
数である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】

および
　　Ｒｉ＝Ｅ｛ｘｎｘｎ－ｉ｝
であり、ここで、Ｒは前記信号ｘｎの自己相関であり、Ｅは予測値関数である、請求項８
に記載の方法。
【請求項１０】
　前記調整値を計算することが、前記少なくとも１つの予測信号値を計算するために線形
予測が使用される修正カルマンフィルタを適用することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記修正カルマンフィルタで次の時間更新式

を使用し、ここで、２Ｌ＋１は前記計算に使用されるデータ点の数であり、ｚｉはＬ≧０
に対する以前の測定信号値であり、ｚｋ－ＬはＬ＜０に対するｚの予測信号値である、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記修正カルマンフィルタが、演繹的推定誤差共分散Ｐ－

ｋを次式のように計算するこ
とを含み、
　　Ｐ－

ｋ＝Ａ２Ｐｋ－１＋Ｑ
ここで、

であり、ここで、

は以前のステップの予測信号からの帰納的状態推定値である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　指示を有する非一時的コンピュータ可読媒体を備えたコンピュータプログラム製品であ
って、前記コンピュータ可読媒体が研磨システムのプロセッサによって実行されると、前
記研磨システムが、
　基板を研磨し、
　研磨時に前記基板をインシトゥ監視システムで監視し、前記監視はセンサから信号を生
成することを含み、前記信号は一連の測定値を含み、
　フィルタリング済み信号を生成するため前記信号をフィルタリングし、前記フィルタリ
ング済み信号は一連の調整値を含み、前記フィルタリングは前記一連の調整値の各調整値
に対して、
　　線形予測を使用して前記一連の測定値から少なくとも１つの予測値を生成すること、
および
　　前記一連の測定値および前記予測値から前記調整値を計算すること
を含み、ならびに
　研磨終点または研磨速度の調整の少なくとも１つを前記フィルタリング済み信号から決
定する
コンピュータプログラム製品。
【請求項１４】
　少なくとも１つの予測値を生成させる指示が、複数の予測値を生成させる指示を含む、
請求項１３に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１５】
　線形予測を使用することが、第１の予測信号値

を計算することを含み、ここで、

は第１の予測信号値であり、ｐは前記計算で使用される信号値の数であり（ｎ－１に等し
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くすることができる）、ｘｎ－ｉは以前の観測信号値であり、ａｉは予測因子係数である
、請求項１４に記載のコンピュータプログラム製品。
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